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摘要(译)

超声成像系统具有超声探头，该超声探头通过在每个子通道上使用线性
高压发射放大器来改善现有发射电路的不良谐波性能，以放大由超声系
统产生的低压任意形状的发射波形。超声波探头的线性高压放大器放大
由超声波系统的微波束形成器波束形成的低压任意形状发射波形。
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